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针对平面检测的光学测量方法

为 了 在 测 量探头上实 现 经 济性 的

一种 ３Ｄ 光学测量系统 可以对测量探头上的缺陷和磨损状况进行 自 动采缺陷识别并使费用 和 时间透 明化 ，
Ｔｗ ｉ

ｐ

集和记录 。 检测系统对测量仪器进行监视 ， 从而降低因测量探头受损而造成Ｏ
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测量误差的风险 。 ３Ｄ 光学测 量仪器的基础上实现 了
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以上 。 根据珠体 的不 同 曲率半径 ，

于高精和灵活测 量场合 ， 往往采须对四 个确定轨迹进行测量 。 有两个轨必须对不 同规格的 Ｚ 区域进行扫描 。 由

Ｍ 用坐标测量仪器 （
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量探头对部件进行逐点探测 ， 从而获得为相互垂直 ， 另 两个轨迹则在处于平面量 ， 因 此它有足够的灵活性对各种不 同

所需的部件外形特征信息 。上 ， 两者与直径面错开 ８ ｍｍ 并行 。 通过的探头进行测量 。

这种方法 ， 在不同 的点位上以不 同 的介基于可靠的共焦 测量原理 ， 通过多

标准检测 Ｉ会忽视误差人角 度对探测珠体进行检验 。 如果探测 个耦合的定位轴和旋转轴可实现对测量
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坐标测量仪的珠体在某个部位上受损 ， 而该部位恰巧探头的平面测定 。 根据所使用 的不 同 测

设定检测和确认检测
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作出 了定义 。 该不在所定义的检测方法检测范 围之 内 的量探头 ， 既可 以对珠体的截面进行测定 ，

标准也对坐标测量仪的检测进行了定义 ， 话 ， 则该受损部位就无法被识别 。也可 以对几乎整个珠体进行测定 。 即使

以便排除探头珠体变形而造成 的误差 。通过 Ｉ ＳＯ １ ０ ３ ６０ 标准所描述的方法 ， 在特定的介人角度下只能测量珠体截面 ，

例如针对扫描模式下的 ＫＭＧ 进行规定 ， 可以对测量探头珠体的大面积偏差进行在任何时候也都有平面测量数据可供釆
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个直径为 ２ ５ ｍｍ 的参照性珠体上必可靠的确定 。 但是 ， 测量误差并非只是用 。
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